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レーザー溶接の品質モニタリングは加工点の温度計測によるものが商品化されているが、溶接

中のスパッタやプルーム、プラズマなどの影響を受けるため外乱に弱い。また、表面温度という

間接的なモニタリング手法であり、溶接品質との相関が高くない。一方、直接的なモニタリング

手法として、OCTを利用しレーザー溶接中のキーホール深さをモニタリングする技術が実用化さ

れている。しかし、通常の OCT 計測ではサンプリング周波数は数百 kHz が限界であり、キーホ

ール形状の計測にはサンプリング周波数が不十分である。 

そこで我々は、時間伸長分散フーリエ変換による高速分光計測[1,2]を利用することで 10MHz以

上の高繰返し計測が可能な低コヒーレンス干渉計[3]を、レーザー溶接の品質モニタリングに利用

する研究を進めている。この低コヒーレンス干渉計は、光源に高帯域の超短パルスレーザーを用

い、超短パルスを高分散媒質に通し時間伸長したチャープパルス光とすることで、時間分解計測

により 1 つずつのパルスを分光計測するフーリエ領域の低コヒーレンス干渉計である。超短パル

ス光源の繰り返し周波数が計測のサンプリング周波数であり、高繰り返しの計測が可能である。

本報告では、繰り返し周波数が 28.3MHzの低コヒーレンス干渉計の構築と、レーザー溶接機の加

工ヘッドに接続して行った計測結果について報告する。Fig.1は、構築した計測システムの写真で

ある。講演では計測結果について

詳しく報告する。 

本研究成果は、科学技術振興機

構研究成果最適展開支援プログ

ラム(A-STEP) シーズ育成タイプ

FS の委託研究により得られた成

果である。 
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Fig. 1  A picture of developed system. 
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